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Aufbau und Funktionsweise

Die Nanopositionier- und Nanomessmaschine fir die drei-
dimensionale Koordinatenmessung arbeitet in einem Mess-
bereich von 25 mm x 256 mm x 5 mm mit einer Auflésung von
0,1 nm. Durch eine besondere Sensoranordnung wird eine, in
allen drei Koordinatenachsen abbefehlerfreie Messung gewahr-
leistet. Die Messachsen von drei Miniaturinterferometern mit
Planspiegelreflektor zur Langenmessung schneiden sich virtuell
in dem Beruhrungspunkt des Antastsensors mit dem Messobjekt.

Das Messobjekt liegt direkt auf einer beweglichen Spiegelecke.
Die Position der Spiegelecke wird durch die drei fest angeordne-
ten Miniaturinterferometer erfasst. Die Positionierung der Spie-
gelecke erfolgt mit einem dreiachsigen Antriebssystem. Mit zwei
Winkelsensoren werden die Winkelabweichungen bei der Positi-
onierung gemessen und ausgeregelt.

Das Licht von drei stabilisierten Lasern wird Uber Lichtwellen-
leiter aus der Elektronikeinheit in die Interferometerkdpfe tber-
tragen. Dadurch entsteht ein kompakter und temperaturstabi-
ler Aufbau der Nanopositionier- und Nanomessmaschine. Das
Kernstlick der Elektronik ist ein digitaler Signalprozessor (DSP),
der alle eingehenden Messsignale verarbeitet, die Antriebssys-
teme regelt und den Messablauf steuert.
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Anwendungen

» Positionierung, Manipulation, Bearbeitung und Messung von
Objekten der Mikroelektronik, der Mikromechanik, der Optik,
der Molekularbiologie und der Mikrosystemtechnik mit Nano-
metergenauigkeit in groBen Raumbereichen

* Messung von Prazisionsteilen, z. B. Harteeindringkorper,
Membranen und Mikrolinsen

+ Kalibrierung von Stufenhéhennormalen und Pitch-Standards
Sensoren fur die NMM-1
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Besondere Merkmale und Vorteile

*  3D-Multisensor-Positionier- und Messsys-
tem hdchster Genauigkeit

*  Abbe’sches Komparatorprinzip in allen drei
Messachsen verwirklicht

*  Betriebsarten:
1. dynamisches Positioniersystem
2. messendes System mit kontinuierlichem
Scanmodus oder Schrittmodus

»  Die Steuerung der NMM-1 erfolgt tiber
eine komfortable Script-Sprache auf dem
Host-PC (USB-Schnittstelle).

*  Optionales Antastsystem dient als Null-
indikator und ist austauschbar

*  Anwendung als Antastsysteme finden
z. B. Laserfokussensoren der Serie LFS,
Rastersonden- und Rasterkraftmikroskope,
Weilllichtinterferometer, 3D-Mikrotaster.
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Technische Daten

Mess- und Positionierbereich:
25mm x 25 mm x5 mm

0,1 nm

externe analoge Schnitt-
stelle fir kundenspezifi-

sches Antastsystem vor-
handen

Kabellange zwischen Messsystem und
Elektronikeinheit: ca.4m
Abmessungen (Hx B x T):

* NMM-1: (340 x 420 x 420) mm
(ohne Antastelement)
(700 x 553 x 600) mm

Auflosung:
Antastsystem:

« Elektronikeinheit:

Masse:
* NMM-1: 95 kg
* Elektronikeinheit: 75 kg
Laserschutzklasse nach
EN 60825-1:2007: 2M
ANSI Z136.1 (CDRH): 1l
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